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(57)【要約】
測定対象試料（３）の元素組成の容量分析のために、３
次元走査は、電磁放射線によって誘導される蛍光を使用
して実行される。電磁放射線の一次ビーム（１）は、平
坦化され、かつ、測定領域（６）を照射する測定対象試
料（３）に向けられる。測定領域（６）から、蛍光放射
線が出射され、この放射は二次ビーム（９）に対してシ
ールディング手段（７）によってほぼ完全にシールドさ
れ、この二次ビーム（９）はシールディング手段（７）
において成形される透過性領域（８）を通してシールド
検出器（４）の方へ放たれる。二次ビーム（９）はシー
ルド検出器（４）上に測定領域（６）の画像を投射し、
このシールド検出器（４）は測定領域（６）のデータを
記録し、その後このデータを使用して、試料容量におけ
る元素の濃度の分布を含む測定対象試料（３）の元素組
成を得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する走査方法であって、
　電磁放射線の一次ビーム（１）がソース（２）から生成され、前記一次ビーム（１）は
、測定対象試料（３）の少なくとも一部分に向けられ、少なくとも１つの検出器（４、５
、１０）を使用することによって、前記測定対象試料（３）の材料から出射する蛍光また
は散乱電磁放射線が検出され、これによって、この放射線のスペクトル分析に基づいて、
前記測定対象試料（３）の元素組成が判断され、前記一次ビーム（１）の形状が平坦化さ
れ、前記平坦化一次ビーム（１）は、０度～９０度の大きさの角度（α）で前記測定対象
試料（３）へ向けられ、これによって、前記平坦化一次ビーム（１）及び前記測定対象試
料（３）の貫通は、測定領域（６）を成形し、この内部に、二次電磁放射線が放出され、
前記蛍光電磁放射線は、前記測定対象試料（３）と前記シールド検出器（４）との間に位
置付けられたシールディング手段（７）を使用してシールドされ、前記シールディング手
段（７）は、蛍光電磁放射線の二次ビーム（９）を作成し、かつ、前記測定領域（６）の
前記二次ビーム（９）の放射部位と前記シールド検出器（４）に対する前記二次ビーム（
９）の衝突部位とを明確に接続するための少なくとも１つの透過性領域（８）を備え、そ
の後、前記シールド検出器（４）上で、前記透過性領域（８）から出射する二次ビーム（
９）が検出され、前記測定対象試料（３）の走査と同時に、前記二次電磁放射線の全体的
なスペクトルは露光検出器（５）によって検出され、同時に、透過型検出器（１０）は、
前記測定対象試料（３）から出射する前記一次ビーム（１）、特に、その強度、散乱、及
び回析を検出し、これによって、前記シールド検出器（４）の測定されたデータに基づい
て、前記測定対象試料（３）及び／または前記シールド検出器（４）の方への前記透過性
領域（８）の前記角度（α）及び位置の値について、前記元素組成は前記測定対象試料（
３）の容量の少なくとも一部分で形成される
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記測定対象試料（３）は、走査中に前記一次ビーム（１）の方へ移動することで、前
記測定対象試料（３）の容量全体が走査可能である、または、この運動学的動作は反転す
る
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　電磁放射線の前記一次ビーム（１）のソース（２）、及び前記電磁放射線の少なくとも
１つの検出器（４、５、１０）を備える、請求項１及び２の少なくとも１つに記載の方法
による、電磁放射線の散乱、または電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元
走査用装置（１１）であって、
　前記一次ビーム（１）の前記ソース（２）は前記一次ビームを平坦化するための少なく
とも１つの形成手段を備え、前記装置（１１）は、前記一次ビーム（１）が角度調節可能
である方へ、測定対象物体（３）用の調節可能なキャリア（１２）を備え、さらに、前記
装置（１１）は、前記測定対象試料（３）と前記シールド検出器（４）との間に位置付け
られるシールディング手段（７）を備え、前記シールディング手段（７）は、前記シール
ディング手段（７）を通る蛍光電磁放射線の通路、及び、二次ビーム（９）の生成のため
の少なくとも１つの透過性領域（８）を有し、装置（１１）は、前記一次ビーム（１）の
強度ならびにその散乱及び回析の変化を検出するための透過型検出器（１０）をさらに備
え、全二次放射線を検出するための露光検出器（５）を備える
　ことを特徴とする装置。
【請求項４】
　前記平坦化一次ビーム（１）の高さｈは１μｍ～１ｍｍである
　請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記一次ビーム（１）の前記ソース（２）は、以下のグループ：単色Ｘ線、多色Ｘ線、
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ガンマ放射線から少なくとも１つのタイプの電磁放射線を放出する
　請求項３または４に記載の装置。
【請求項６】
　前記形成手段はＸ線光学素子及び／またはコリメータによって成形される
　請求項３ないし５のいずれかに記載の装置。
【請求項７】
　前記シールディング手段（７）は、電磁放射線を吸収する材料によって成形され、前記
透過性領域（８）は、開口部、Ｘ線光学素子、またはコリメータによって成形される
　請求項３ないし６のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　電磁放射線を検出するための前記検出器（４、５、１０）は、以下のタイプの検出器：
Ｘ線分光計、イメージング検出器、電荷を積分するピクセル検出器、個々の光子を計数す
るピクセル検出器、エネルギー感知型ピクセル検出器のうちの少なくとも１つである
　請求項３ないし７のいずれかに記載の装置。
【請求項９】
　前記調節可能なキャリア（１２）及び／または前記ソース（２）は、前記測定対象試料
（３）の接続された前記測定領域一帯（６）の連続した測定を可能にするように電動式で
ある
　請求項３ないし８のいずれかに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元走査方法、及び、測定
対象試料の元素組成の容量分析のためにこの方法を実行するための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　測定対象試料の元素組成を判断することが必要であった場合、分光分析の非破壊方法が
使用されることが多かった。分光分析では、物理的パターンを扱い、この場合、電磁放射
線と測定対象試料との相互作用によって生じた結果が調べられる。測定対象試料から出射
する二次放射線に含有される化学元素の個々の独特な蛍光スペクトルに基づいて、測定対
象試料の元素組成を推定することができる。
【０００３】
　１つの例には、測定対象試料に衝突すると、試料における原子の蛍光を生じさせるＸ線
放射の使用がある。蛍光放射線のスペクトルのパラメータに従って、測定対象試料に含有
される化学元素の濃度が判断できる。
【０００４】
　Ｘ線放射によって誘導される蛍光は、例えば、特許文献１において使用されている。こ
の特許文献１には、Ｘ線によって誘導されたＸ線誘導蛍光、及び測定対象試料の結晶格子
におけるＸ線ビームの回析を組み合わせた装置について記載されている。該装置は、放射
の多色一次ビームが出射されるＸ線ソースを含む。このビームは測定対象試料に向けられ
、ここで、その回析が生じ、回析後の放射のスペクトルが測定される。そのため、試料の
結晶構造についての情報が得られる。装置はさらに、元素組成の分光分析のための二次蛍
光放射線の検出器を備える。
【０００５】
　前述の装置の不利点は、一次ビームが試料全体を照射することで、蛍光放射線を試料の
容量全体から出射させることにある。従って、測定結果には、測定対象試料の容量全体に
含有される元素の濃度が含有される。測定対象試料の容量内のそれら元素の布置は判断で
きない。
【０００６】
　特により大きい物体を検査する時、試料の表面または容量に対する化学元素の濃度の分
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布についての情報を得ることが必要であることが多い。このことは、測定対象試料の表面
を狭く平行化されたＸ線ソースで一点ずつ照射することによって実現される。Ｘ線分光計
は、各点で二次蛍光放射線を検出する。Ｘ線ソース及び分光計は両方共、測定対象試料の
表面全体を隔てて向こう側に連続的に位置付けられるため、試料の元素組成の２次元マッ
プが得られる。
【０００７】
　表面上または容量内の元素の分布の認識が必要とされる物体の例は画像である。珍しい
芸術品、具体的には、施された塗料の顔料を検査する時、調査方法によって作品を損傷さ
せないようにすることは必須である。このことが、Ｘ線蛍光分析が有利である理由である
。絵画の元素組成が分析される、絵画を検査するための走査式Ｘ線蛍光装置が既知である
。このような装置は、平坦な測定対象試料を取り付けるための構造を有する。元素組成の
認識は、作品を、特定する、期間に分類する、または修復することを容易にする。
【０００８】
　数回にわたって塗られた絵画の場合、結果として、絵画に含有される、絵画の全ての層
の化学元素を同時に判断することができるが、この方法は、絵画が含有する顔料のさまざ
まな層を区別することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第７９７８８２０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、容量における化学元素の分布を分析することを可能にし、測定対象試料への
損傷が生じないようにし、絵画及び古書などの芸術品に適し、色調の作成時に使用される
化学元素の出現の位置付けに従って複数回塗られた絵画の色再現も可能にする方法及び装
置の作成である。本発明はまた、塗料層の品質、鉱物の分析などを検査するために、集積
回路及び複合材料を分析するのに有用とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的は、本発明による、電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元走査
方法、及びこの方法を実行するための装置によって解決される。
【００１２】
　電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する走査方法は、まず、電磁放射線の一次ビ
ームをそのソースから生成することを含む。一次ビームは、測定対象試料の少なくとも一
部分に対して向けられ、その後、少なくとも１つの検出器によって、測定対象試料の材料
から出射する蛍光電磁放射線を検出する。蛍光放射線のスペクトル分析に基づいて、測定
対象試料の元素組成が判断される。
【００１３】
　本発明の本質は、一次ビームの形状が平坦化されることで平板形状を有し、平坦化一次
ビームはその後、０度～９０度の定義された角度で測定対象試料の方へ指向されることに
ある。平坦化一次ビーム及び測定対象試料の貫通は測定領域を成形し、この内部に、測定
領域から周囲環境へ広がる蛍光電磁放射線が放出される。蛍光電磁放射線は、測定対象試
料とシールド検出器との間に位置付けられたシールディング手段を使用することによって
シールドされる。同時に、シールディング手段は、検出器への蛍光電磁放射線の二次ビー
ムを中心で対称的に投射するための少なくとも１つの透過性領域を備える。透過性領域は
、シールド検出器の感応領域に対して、試料の測定部分の画像を作成する。投射画像内に
、シールド検出器に対する二次光子の衝突部位は、測定領域からの二次光子の放出部位と
独自に組み合わせ可能である。シールド検出器は、その個々のピクセルにおいて、衝突す
る二次放射線の強度及びエネルギーを測定する。測定用シールド検出器の画像、一次ビー
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ムの衝突の定義された角度の値、及び、測定対象試料及びシールド検出器の方への透過性
領域の位置に基づいて、元素の組成及び分布は、測定対象試料の容量の少なくとも一部分
において判断される。
【００１４】
　シールド検出器に対する中心対称を使用する測定領域の投射は、測定対象試料の容量内
の蛍光放射線を使用する走査を可能にする。算出結果は、測定対象試料において出現する
元素の存在／非存在及び測定濃度についてのデータだけでなく、測定対象試料の構造全体
の容量における元素組成及び元素の分布についての情報を提供する。
【００１５】
　本発明による電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する走査方法の別の好ましい実
施形態では、測定対象試料の走査と同時に、蛍光電磁放射線の全スペクトルは露光検出器
によって検出され、透過型検出器はまた、測定対象試料から出射する一次ビーム、特に、
その強度、散乱、及び回析を検出する。測定対象試料における容量及び元素の分布マップ
を形成するために、元素の出現及び濃度についてのデータを露光検出器から得ることが適
切である。また、測定領域の照射の過程において一次ビームがどのように変更されたかに
ついて材料の性質についての重要な情報がもたらされる。個々の検出器からのデータを組
み合わせることによって、測定対象試料の構造及び組成は精確に形成可能である。
【００１６】
　本発明による電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する走査方法の別の好ましい実
施形態では、測定対象試料は、走査中に一次ビームの方へ移動して測定対象試料の容量全
体を走査する、または、この移動は運動学的に反転する。例えば絵画といった、広い表面
積を有する試料の測定について、その試料を複数の測定領域に分割することが重要であり
、これによって、測定領域の走査結果は、最終形成において、測定対象試料の容量全体に
おける元素の濃度を完全なものにする。
【００１７】
　本発明はまた、電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する走査方法を実行するため
の装置を含む。
【００１８】
　電磁放射線ソースによって誘導される蛍光を使用する３次元走査用装置は、測定対象試
料を照射する電磁放射線の一次ビーム、及び測定対象試料の材料から出射する蛍光電磁放
射線を検出するための少なくとも１つの電磁放射線検出器を含む。
【００１９】
　本発明の本質は、一次ビームのソースが一次ビームを平坦化する少なくとも１つの形成
手段を備えることにある。さらに、装置は、一次ビームの衝突角を定義するように一次ビ
ームが角度調節可能である方へ、測定対象物体用の調節可能なキャリアを備える。装置は
また、シールド検出器と、シールド検出器に対する蛍光放射線の全ての衝突を防止するた
めに、測定対象試料とシールド検出器との間に位置付けられるシールディング手段とを備
える。この場合、シールディング手段は、シールディング手段を通る蛍光電磁放射線の通
路、及び、シールド検出器に対する二次ビームの投射のための少なくとも１つの透過性領
域を含む。一次ビームは、板状に形成され、測定対象試料の測定領域から放射する。シー
ルディング手段は、透過性領域から発現する一定の中心対称によってシールド検出器に対
して測定領域の側立像を作成するという背景において、シールド検出器に対する二次ビー
ムの衝突を可能にする。
【００２０】
　本発明による電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元走査用装置の別の好
ましい実施形態では、平坦化一次ビームの高さは１μｍ～１ｍｍである。このビームの高
さによって測定領域のサイズを判断するため、この高さが可変であることが重要である。
【００２１】
　本発明による電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元走査用装置の別の好
ましい実施形態では、一次ビームのソースは、以下のグループ：単色Ｘ線、多色Ｘ線、ガ
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ンマ放射線から少なくとも１つのタイプの電磁放射線を放出する。基本的要件は、電磁放
射線が、測定対象試料の材料の蛍光を引き起こすのに十分なエネルギーを有することであ
る。そして、放射のタイプは、測定対象試料及び所望される結果に従って適当に選択され
る。
【００２２】
　本発明による電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元走査用装置の別の好
ましい実施形態では、形成手段はＸ線光学素子及び／またはコリメータによって成形され
る。放射線は、これを生じさせているソースから全方向に広がる傾向があるため、光学素
子及び／またはコリメータは、この放射線を板状の所与の高さに形成する。
【００２３】
　本発明による電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元走査用装置の別の好
ましい実施形態では、シールディング手段は、電磁放射線を吸収する材料によって成形さ
れ、透過性領域は、開口部、Ｘ線光学素子、またはコリメータによって成形される。シー
ルディング手段は、電磁放射線を吸収でき、かつ、透過性領域から出射する二次ビームの
みが投射されるシールド検出器をシールドできる材料によって成形される。透過性領域は
、穴によってのみ成形可能であるが、より強烈な、より高いコントラストの、及び／また
はより鮮明な画像に対して、Ｘ線光学素子、符号化開口、またはコリメータを使用するこ
とが賢明である。
【００２４】
　本発明による電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元走査用装置の別の好
ましい実施形態では、装置は、一次ビームの強度ならびにその散乱及び回析の変化を検出
するための透過型検出器を備え、さらに、全蛍光放射線を検出するための露光検出器を備
える。両方の検出器からのデータを使用して、測定対象試料の容量における元素の濃度は
より精確に形成可能であるが、これは、一次ビームの変化を調べることによって、材料の
物理的特性の判断が可能になり、露光検出器からの元素の濃度の詳細な分析によって、シ
ールド検出器のデータから判断されるような、測定対象試料容量における元素の出現につ
いてのデータの明確化が可能になるからである。
【００２５】
　本発明による電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元走査用装置の別の好
ましい実施形態では、電磁放射線を検出するための検出器は、以下のタイプの検出器：Ｘ
線分光計、イメージング検出器、電荷を積分するピクセル検出器、個々の光子を計数する
ピクセル検出器、エネルギー感知型ピクセル検出器のうちの少なくとも１つである。
【００２６】
　本発明による電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元走査用装置の別の好
ましい実施形態では、調節可能なキャリア及び／またはソースは、測定対象試料の接続さ
れた測定領域の連続した測定を可能にするように電動式である。より大きい測定対象試料
について、個々の測定領域が互いに結び付けられた後、最終形成状態になるようにつなぎ
合わせられるように移動を徹底することは必須である。
【００２７】
　電磁放射線によって誘導される蛍光を使用する３次元走査方法、及び、この方法を実行
するための装置の利点は、測定対象試料の容量における元素の出現及び濃度を判断するこ
と、測定対象試料の材料特性についての情報を提供する一次ビームのパラメータの変化を
測定すること、測定対象試料の元素組成の濃度を詳しく表すために露光検出器によって蛍
光放射線を測定すること、及び、より多くのタイプの蛍光放射線及びより多くタイプの検
出器を使用することの実現性を含む。
【００２８】
　本発明は以下の図面により綿密に示される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】装置の断面を概略的に示す説明図
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【図２】測定対象物体の走査の概略的な不等角投影図
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の現実化の以降に説明されかつ例示される特有の例が、例示の目的で提示され、
本発明の現実化の例を本明細書に示されるケースに限定するものとしてではない。現状技
術に精通する専門家は、本発明の特有の現実化の等価物を多かれ少なかれ見出すであろう
し、または日常実験を使用して判断できるようになり、このことはここで具体的に説明さ
れる。これらの等価物はまた、特許請求の範囲内に含まれるものとする。
【００３１】
　図１は、電磁放射によって誘導される蛍光を使用する３次元走査用装置１１を概略的に
示す。装置１１の基部は、金属フレーム１３であり、これに、装置１１のさまざまな構成
部品が固定される。一次ビーム１のソース２は、この特定の例では、コリメータ及びＸ線
光学素子が位置付けられる前に、Ｘ線管によって成形される。ソース２から、まっすぐで
平坦化された一次ビーム１が放射され、この一次ビームの高さｈは１５μｍであり、この
一次ビームの幅は、測定の際の必要に応じてミリメートルまたはセンチメートルの範囲内
で形成される。これは、例えば、コリメーション、Ｘ線光学素子、または別の方法によっ
て（例えばシンクロトロンによって）実現される。一次ビーム１は測定対象試料３に当た
る。
【００３２】
　フレーム１３及び調節可能なキャリア１２は、モータを使用して、ソース２の方へ、及
び一次ビーム１の方への測定対象試料３の正確な位置付けを可能にするため、測定対象試
料３は区分して連続的に照射可能である。本発明の他の実施形態では、電磁放射線を生成
する任意の原理による装置（例えば、Ｘ線管、シンクロトロン、放射性核種ソースなど）
は、一次ビーム１のソース２としての役割を果たすことができる。基本条件は、一次ビー
ム１のエネルギーが測定対象試料３において蛍光を誘導するのに十分であることである。
【００３３】
　測定対象試料３は調節可能なキャリア１２に取り付けられる。キャリア１２はデーブル
であり、この上に、測定対象試料３が置かれまたは固定され、任意の移動に対して留めら
れる。キャリア１２は、測定対象試料３を装置１１に布置する時の不精確さを補正するよ
うに調節可能である。
【００３４】
　一次ビーム１の経路に透過型検出器１０が置かれ、この検出器１０は測定対象試料３の
出射する一次ビーム１を検出する。検出器１０は、一次ビーム１の強度、その分散及び屈
曲を監視することによって、測定対象試料３の材料の性質についてのデータを得る。
【００３５】
　測定対象試料３を一次ビーム１が貫通すると、照射領域６は測定され、全方向に広がる
蛍光放射線を放出する。従って、装置１１内に、この放射を検出し、かつ、試料３のそれ
ぞれの測定領域６に対して処理されるべきデータを送る露光検出器５も格納される。
【００３６】
　測定領域６からの蛍光放射線の一部分は、シールディング手段７の後ろに隠れているシ
ールド検出器４の方へ広がる。シールディング手段７は、シールド検出器４に至るまで続
く二次ビーム９を成形する蛍光放射線の光子の貫通を可能にする透過性領域８以外の領域
全体に沿った蛍光放射線を吸収する。そのため、Ｘ線用のピンホールカメラが作成される
。測定対象試料３の照射中の一次ビーム１の方向の認識は、幾何学的依存状態から、蛍光
放射線が放出された測定対象試料領域３の測定領域６の材料の部位の判断を可能にする。
シールディング手段７はシールディング金属（例えば鉛またはタングステン）によって成
形され、透過性領域１０は、小さい寸法の通常の穴である、または、一実施形態の別の異
なる例では、Ｘ線光学素子、符号化開口、またはコリメータによって成形される。
【００３７】
　１０度のサイズの角度α以下で衝突する一次ビーム１は、測定対象試料３を通過し、測
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定対象試料３から出射する。次いで、該ビーム１は検出器１０に衝突し、これによって、
一次ビーム１が測定対象試料３を通過することによってどのように影響されるかが測定さ
れる。測定対象試料３の材料を一次ビーム１が通過するのと同時に、蛍光放射線の放出が
生じる。この放射は、シールディング手段７の後ろに格納されるシールド検出器４への方
向を含む全方向に広がる。透過性領域８を通して、位置感知型シールド検出器４の検出表
面に対して二次ビーム９を成形する蛍光放射線の一部分が貫通する。測定対象物体３の方
への一次ビーム１の向きを認識している状況においては、検出器４から、一次ビーム１が
測定対象試料３の材料をその高さ及び幅に沿って通る過程全体についてのデータを読み取
ることが可能である。検出器４及び一次ビーム１との関連で試料３を移動することによっ
て、その後、測定対象試料３の容量全体からの情報が得られる。
【００３８】
　検出器４及び１０は、単一の位置及びエネルギー感知型Ｘ線イメージング検出器、また
は共通フィールドに配置されるいくつかの検出チップのどちらかを含む。検出チップは例
えば、衝突する放射線の位置及びエネルギーの測定を可能にするＴｉｍｅｐｉｘ検出器で
ある。
【００３９】
　検出器１０は、一次ビーム１の減衰を、測定対象試料３を通過後に測定する。そのため
、これによって、透過走査中に測定対象試料３のＸ線画像が作成される。検出器１０は、
位置感知型、及び／または検出器４と同じ分光法によるものであってよい。そして、この
検出器１０は、測定対象試料３の組成についてのさらなる情報を与える。検出器１０は、
検出器５のように純粋に分光法によるものとすることもできる。この検出器１０が位置感
知型である場合、一次ビーム１外部に試料を通して散乱するこのビーム１の光子について
の情報を提供することもできる。
【００４０】
　検出器５は、試料３の照射容量全体から放出される全蛍光スペクトルを測定する。この
検出器５は、位置感知型ではなく良好なエネルギー分解能を有する。検出器５によって測
定されるスペクトルの分析は、照射容量における元素の全体的な濃度を（すなわち、空間
での分布についての情報なしで）与える。検出器５は、例えば、ＳＤＤ（シリコンドリフ
ト検出器）タイプとすることができる。
【００４１】
　検出器５及び１０からの情報は、別々に使用されてよい（透過画像及び全元素組成）。
または、この情報は、検出器４のピクセルで測定されるスペクトルの分析で使用されてよ
い。検出器５によって得られた元素組成の全体的な認識は、検出器４からのデータの分析
において自由パラメータ数を低減することになる。検出器１０からのデータは、検出器４
及び５におけるスペクトルから元素の濃度を判断する時に、試料３における自己シールド
についての補正を得るために使用可能である。
【００４２】
　検出器４、５、１０は、取っ手またはモータどちらかによって位置決め可能であるフレ
ーム２上で調節可能である。
【００４３】
　走査中、測定対象試料３はキャリア１２上で移動可能である、または、検出器４、５、
１０及びソース２は個々の工程で移動させてよい。決定的要因は、測定対象試料３のサイ
ズ及び形状である。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明による３次元走査の方法及び装置は、芸術品の修復分野、印刷回路基板、集積回
路、非破壊試験の分野、または層状の複合材料の分析分野における応用が見出される。
【符号の説明】
【００４５】
　１　電磁放射線の一次ビーム
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　２　電磁放射線の一次ビームのソース
　３　測定対象試料
　４　シールド検出器
　５　露光検出器
　６　測定領域
　７　シールディング手段
　８　透過性領域
　９　蛍光電磁放射線の二次ビーム
　１０　透過型検出器
　１１　３次元走査用装置
　１２　測定対象試料用調節可能ホルダ
　１３　装置の部品を装着するためのフレーム
　α　一次ビームと測定対象試料との間の角度
　ｈ　平坦化一次ビームの高さ

【図１】 【図２】
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